Harmonogram studiéw dia kierunku: Mechatronika
Profil ksztalcenia: ogolnoakademicki
Stopien i forma studiéw: | stopien, studia stacjonarne

MIA 0 |225 0| 0 225 13| 65 65 2|0 7/ 0 0|7/35(35 20 400 2|1 1[0 0/2 0/ 0 2/1|1]/0/ 0 2[0/0[2 1|10 0 0000 0|0 o0 0 o/0fo/o o o oo0lo/o/oo o0lolo
WF__| Wychowanie fizyczne 60 60 2
JA_ Jezyk angielski 120 20 8| 4 | 4 2 2 1 1 2 2 11
T_|Technologie informacyine ) 30 3] 15| 16
o1 | Poradnictwo zawodowe: Diagnoza predyspozyci zawodowych! Indywidualna 15 sz 1] 1]2
Sciezka kariery zawodowe/ Strategia | techniki poszukiwania pracy
MF1A 150 | 105| 30 | o | 285 21| 115 95| o 4/ 4[0 01155 55 o |6 3|2]/0[10] 6| 4 0 ofo/o[o oo ofofo/ ofofo[o] o o[o/ofo o ofofo|ofofofo]o]ofofo]of[o/ofofofo/o/o]o]o
AL |Algebra 5 45 | 4 2 2
RRIC_| Rachunek rozniczkowy i calkowy 5 45 | 4 2 2
Analiza 5 [ 1 2] 1 32 1
PiS_|Probabilistvka i statystvka 5 45 1 2 1 2 1] 1
FE | Fizyka elementama 30 30 15| 15
FE2|Fizyka2 30 | 15 a 2 | 1 2] 1 32 1
LF__| Laboratorium fizyki 30 3 1A 2 2 1] 1
MATA | Modul automatyki i robotyki z teoria sterowania 75 | 75 | 60| o | 210 18| 8 | 10 | 0|0/ 0]0o 0/ 0/ 0| 0| 0|oo|o0o/0] o 0| o 0o 2 2 0o 52525 0|2 22 0|8|35/45 0 11,2 0/5 2| 3| 0lofo[ojo/oo|ofolojoolo/o/o]ol0
SiA_| Sterowanie i automatyka w mechatronice 30 | 30 5| 25| 25 2
RIN_| Robotyka i napedy w mechatronice 30 | a0 25 | 25 2] 2 5 2525
SKCR | Systemy 15| 15 2 1
LSiA_|Laboratorium sterowania | automatyki, 30 2 2 31 ]2
LNIR | Laboratorium napedow i robotyki, 30 1
MN1A | Modul nauki o materiafach 6 | 0 30| o 90 3 | ool olololol oo ol2|o[o[o] 2] 1] 1|0 2/0 2l0/al2|20lo/o[o/o/o] oo o ololoolo| oo o ofofo[o]o] o ojoololojololololo
PNoM | Metale i stopy 30 1
MNIN_| Materialy niemetalowe 30 1 2 2 1] 1
LM_| Laboratorium inzynieril materialowei, 30 1
ME1A | Modul elektroniczno-elektrotechniczy 135 75 | 90 | 0 | 300 24| 11| 13| 4 |0/0]o0o/o0lo| o] ol o|a|2|0|0| 6| 3| 3 o0 2 1/a/0 7 3/ alo[3/ 22|01 5| 6|4 0/0 000l olo|o|o[o/ofo[o] o] o[oololojo o ololo
MSIPC | Modele sygnalow | procesow ciaglych, 30 | 15 5 3| 1| 2 2
o2 2z sygnalow | Systemy i 1s | s 04| 2| 2|4 11 4 224
informaci
EIUE_| Elementy | ukiady elekironiczne w mechatronice 30 | 15 s 4| 2| 2 2] 1 4 2|2
EME i 30 | 15 5 8| 2 | 1 2] 1 321
Technika cyffowa w mechatronice 30 | 15 s 3| 1| 2 2 1 3 1] 2
POILE | Pracownia obliczeniowa i laboratorium elekirotechniki, 30 30 2| 1| 1
LTC | Laboratorium techniki cylrowei, 30 302 1| 1
LEITM | Laboratorium elekironiki  techniki 30 30 3| 1| 2 2 3 1|2
NMT1A | Modul mechaniki 195 75 | 30 | 30 | 330 | 26| 12 | 14| 0 |2/ 1]/0 0l4l 2| 2 0|2/ 1|0|0| 3|15/ 15 0 2(1/0[0 32| 1/0]0/0|2]0[3] 1|20 6[1 0 210 al6| 0|11/ 0|0[3[15 150 0lololo 0 0o o0]lo
MT | Mechanika techniczna, 30 | 15 45 3| 15 15 2] 1 3 15] 15
WM | Wytrzymatos¢ materiaiow, 30 | 15 5 8| 2 | 1 2
PMOC | Podstawy mechaniki osrodkow ciaglych, 30 302 1| 1
POILL aboratorium materiatow, 30 03| 1| 2 2 3 1|2
GiiZK | Grafika inzynierska i zapis konstrukGii, 30 | 15 s 4| 2| 2 2
KPP Komputerowa pracownia projektowa, 0 30| 2| 1|1
PKM P i 45 | 30 75 6| 25| 35 ] 1 3 15[ 18
IWIN_[Inzynieria wytwarzania i napraw, 30 03] 1] 2 2
Mi1A 120 | 105 60 | 30 | 315 25| 11 | 14 | 6 |2/ 2|0/ 0/4| 2| 2 0 ]o[o|o]o[ 0| 0] 0o o 1[1/0[0o 2| 1|1 0[1]1]2]0[6|25/35/0 2|2 0 0[5 2|3|3[z[1]2]0[5 2]3[o/ 0lolol2 3/ 15 153
KiP_| Komputer i 30 | 30 60 | 4] 2 2 2
GK_|Grafika 5 15 0 2] 1] 1
ntel
PO | sauczna cvaonan yanatow | 15| 15 o 3|1 2|3
POU_| Programowanie obiekiowe urzadzer, 30 | 15 s3] 1] 2 2] 1 312
SZRBZ |Systemy zarza danych, 5 15 30 [ 3] 15 15 (K 3] 1515
Pracownia projek tosowa informatyki
PO* | aboratorum przvezadéw wiuainveh w Bl el I I B
0Q hitek 5 15 0 2| 1 1
LSP_Laboratorium sterownikow 3 o [ 3| 1| 2 2 3 1 ]2
LSWiM | Laboratorium sy mobilnych, 3 0 2| 1 | 1 2 2[ 1] 1
MM1A 165 | 90 | 30 | 30 | 285 23 | 10,5 125 2 |0 2] 0/ 0|3/ 1515 0|5/ 2]0]0[ 7| 3] 4 0 21|22 7|35 35 2][0/o0]0]o[o] oo o 2[00 0[3[1|2]0]2[1]0]o[3[15 450/ 0lololo/ 0/ 000
WaM mechatronik, 3 15 15
] 30 | 1 12 2] 1 3 1] 2
SP_|[Sterowniki 30 | 1 “ 15 15
PM_| Podstawy miemictwa, £ 3 [N I I I I
P05 | Przedmiot obieralny 5: Laboratorium mierictwa | metrologil/ Laboratorium 2 w2 1] 1] 2
noloaii pomiarowvch
i eksploatacji systemow 3 3] 1] 2 2
i 30 | 15 45 3] 15] 15 2] 1 3 15[ 15
ED] 15 | 15 0 2] 1] 1 1 211
BM 30 2 1 1
MS1A 45 30 0| 0|75 7| 2| 5 [0[1/0/0/0/1 0| 1| 0]o[o[o/o] o o] oo olo/o/o/o/o|loofo/ojo/ofo] o o o 1/1/00/3 1| 2|0 o[o[o[o]o]o[ofo[ojo/olo/o/o][o]0
7| Zarzadzanie projektami 5 15 03] 1] 2
PI_| Przedsiebiorczosc innowacyina, 5 | 15 03] 1] 2 1
PA_| Ochrona wiasnosci intelektualne] 1 15 | 1 1
MO1A 180 | 4 15 32| 16 | 16 [ 320/ 0] 0/ 0lo| o] o | o]o[ojojo[ o] o] o o olojo[o olojolofo/ofojo[o] o o o/ 2[00 204 2|24 2[19] 95 95[19) 4]0 2] 0 9[45 459
MiDP i Diagnostyka Pojazdow. 180 |4 15| 32 | 16 | 16 | 32 2 [19] 05| 05 1
swis jainos¢: Systemy i Storowania 180 |_a 15 32 | 16 | 16 | 32 2[19] 95 95| 1
AMIUR | Specialnosé: Aparatura Medyczna i Urzadzenia 180 |_a 15 32 | 16 | 16 | 32 2[19] 95 95| 1
MDA i 0 o[ 60 31 | 14 41]ofofololol o] o] oJo[ofoo[ o] o] o olololo[ololo|olo]ojo[ofof[o] oo ololololofo[ o] o]0 ool o[ ofoojol1]o[18[13] 5 18
P: i " tygodnie - 160 godzin) 6 6
P22 Prakyki zawodowe 2 (cztery tygodnie - 160 godzin) 6 6
PDI_|Projektowanie ukladow 30 W 4] 2| 2
SDI_| Seminarium - Inzynierski projek i egzamin dyplomowy 15 s 7] 10| 7 |7
PSD inari 15 5 2] 7 | 5|12
1125] 825] 450] 120 9/16[0] 0 19/12[ 2] 0 18|82 6/7/8]0 14]5]4 2 HOEE AIEIE
Razem 2520 25 30 30 L) 1 30 25 |30 1 30 9 30
Liczba godzin tygodniowo godzin ‘godzin godzin ‘godzin ‘godzin godzin godzin
Liczba egzaminow 5 3 2
LEGENDA: W [wyidach
¢ éwiczenia
L laboratoria
P projekt
R (razem)
EcTs liczba punktow ECTS
ECTS sp 2 razona w punktach ECTS
ECTS sn s i punktach ECTS
ECTS so__|liczba punktow ECTS praypis obieralnego
Kalorem Koficza sig egzaminem
pozostale przedmioty koicza sie zaliczeniem na oceng




Suma godzin/ECTS Sem.lll Sem. IV Sem.V Sem. VI Sem. VII
5
Modut i Ji wlélolp| R |ecrs|ECTS [ECTS [ECT| \\ [ | | | p |gcrs|ECTS|ECTS [ECTS| Wyl & [ | [ p |gors|ECTS |ECTS|ECTS| \\ [ « | | | p [ecrs |ECTS|ECTS |ECTS [\ | ¢ | | | p [ecrs|ECTS [ECTS|ECTS| \\ | & | | | p |ecrs | ECTS | ECTS [ECTS
sp sn so sp | sn | so sp | sn | so sp | sn so sp | sn | so sp | sn | so
Systemy - diagnostyczne pojazdoy 30 30 2 1 1 2 2 2 1 1 2
Laboratorium systeméw pomiarowych i diagnostycznych pojazdéw 30 30 2 1 1 2 2 2 1 1 2
Elektrotechnika i mechatronika pojazdow 15 | 15 30 4 2 2 4 1 1 4 2 2 4
Podstawy budowy i eksploataciji pojazdéw 30 | 15 45 5 25 25 5 2 1 5 2,5 2,5 5
Mechatronika jazdd 30 [ 15 45 5 | 25 | 25| 5 2| 1 5 | 25 [ 25[ 5
Przeglad i zespotowe projektowanie mechatroniki pojazdow 15 30 45 5 25 25 5 1 2 5 2,5 2,5 5
Technologie wytwarzania i napraw pojazdow 30 3 15 15 3 2 3 1,5 1,5 3
Laboratorium technologiczne pojazdéw 30 5 15 15 5 2 3 15 15 3
izacja parku pojazdow i stuzb utrzymania ruchu 30 3 15 15 3 2 3 15 15 3
315 | 32 | 16 16 [ 32| 0|0[0] 0] 0 0 0 0 JoJo[ofo] o 0 0 0 [2[0[2|0] 4 2 2 4 [ 6] 3 [0 2] 49 | 95 [ 95| 19 | 4| 0 [ 2| 0| o | 45| 45| 9
uma godzil S Sem.Ill Sem. IV Sem. em. em. VI
Modut Systemy i wlelclr] R [ecrs| Ecms [ECTSECT] \\ T L T ¢ [ecrs|ECTS[ECTS[ECTS[ W[ 6 [ L [ P [cors[ECTS [ECTS[ECTS[ \\ T o [ | [ p [ects [ECTS[ECTS[ECTS W ¢ [ L | p [ecrs | ECTS [ECTS[ECTS| \\ [ ¢ [ L | P [ecrs | ECTS [ECTS [ECTS
sp sn_|Sso sp. sn S0 sp. sn so sp. sn so sp sn so sp. sn so
Sensory i systemy pomiarowe 30 30 2 1 1 2 2 2 1 1 2
Laboratorium systeméw pomiarowych 30 30 2 1 1 2 2 2 1 1 2
InZynieria procesow 15 | 15 30 4 2 2 4 1 1 4 2 2 4
Systemy zdalnego monitorowania i sterowania 30 | 15 45 5 25 25 | 5 2 1 5 25 | 25 5
Automatyzacja i robotyzacja proceséw 30| 15 45 5 25 25 5 2 1 5 25 | 25 5
Zespotowe projektowanie systeméw automatyzacii 15 30| 45 5 25 25 | 5 1 2 5 25 | 25 5
Technologia montazu i napraw ) i 30 30 3 1.5 1,5 3 2 3 1,5 1,5 3
Laboratorium technologii montazu i napraw svsteméw automatvzacii 30 30 3 15 15 | 3 2 3 15 15 3
Oraanizacia produkcii i stuzb utrzymania ruchu 30 30 3 15 15 | 3 2 3 15 | 15 3
180| 45| 60| 30 | 315 32 16 16 32|0j0j0] 0 0 L 0 0 ojfojojo| 0 0 L 0 2({0[2]0 4 2 2 4 6 3 02 19 9,5 9,5 19 4 0 2|0 9 45 45 9
LEGENDA: W wyktady
[ éwiczenia
L laboratoria
P proiekt
R suma godzin (razem)
ECTS liczba punktéw ECTS przvpisanvch do przedmiotu
ECTS sp pracochfonno$¢ studenta wyrazona w punktach ECTS
ECTS sn pracochfonno$¢ nauczvciela wyrazona w punktach ECTS
JECTS so liczba punktéw ECTS przypisanych do przedmiotu obieralnego




